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A method of positioning an object relative to a 
plane, and apparatus therefor. According to the 
method, the plane is swept by the axis of a light- 
beam between a source assembly and a 
detection assembly, and the object is translated 
approximately perpendicularly to the plane, the 
detection assembly emitting a signal 
representative of the light received and therefore, 
the position of the object relative to the plane. 
The signal emitted by the detection assembly is 
measured as a function of time, the translation of 
the object being halted when the signal has a 
particular form. The particular form of the signal 
corresponds to the position of the object in which 
the shoulder masks a predetermined fixed part of 
the light-beam during part of its sweep. The 
apparatus comprises the source assembly for 
producing the light-beam, a deflecting member 
for angularly deflecting the light-beam, a first 
optical system for causing the deflected light- 
beam to sweep a plane parallel to the light-beam, 
the detection assembly, a second optical system 
for focusing the deflected light-beam onto the 
detection assembly. An electronic processor 
processes the signal emitted by the detection 
assembly as a function of time. The deflecting 
member is placed at the focus of the first optical 
system and the detection assembly is placed at 
the focus of the second optical system. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Positionierung eines Objekts in bezug zu einer Ebene, 
ein LSngenme/Sverf ahren und die Vorrichtungen zur Durch- 
fUhrung dieser Verfahren. 

in der Industrie ist es oftmals erforderlich, ein Ob- 
jekt nit hoher Genauigkeit in bezug zu einer Ebene 
anzuordnen. Dies kann bei der Bearbeitung eines Werk- 
stiicks Oder bei der Montage mehrerer Teile notwendig 
sein. Eine solche, an zwei verschiedenen Punkten re- 
alisierte Positionierung ermoglicht ebenfalls das 
Durchfuhren der Messung der diese beiden Punkte tren- 
nenden Lange. 

Die. Verfahren der Positionierung und der Messung von 
Objekten durch optische Mittel sind bekannt. Die hau- 
figsten dieser Verfahren beinhalten die Bestimmung von 
Punkten des betreffenden Objekts anhand von optischen 
Punkten. LSngenmape werden entweder in bezug zu fixen 
Punkten, oder in bezug zu beweglichen Punkten erhal- 
ten. 

Das Patent FR-2 188 818 beschreibt ein Me/3verf ahren, 
bei dem ein zu der zu messenden Gro/3e senkrechter La- 
serstrahl verschoben wird. Die Energieverteilung im 
Querschnitt weist ein einzigartiges Element auf, das 
erkannt werden kann, wenn ein lichtundurchlassiges 
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Objekt den Strahl progressiv unterbricht. Die Genau- 
igkeit der Messung des Randes des Objekts ist gegen- 
uber den herkommlichen Verfahren verbessert. 

In j lingerer Zeit wurde, zum Beispiel im amerikanischen 
Patent US-4 332 475 vorgeschlagen, die Abmessungen 
eines Objekts durch Abtastung mit einem Lichtstrahl zu 
messen und dabei die Durchlauf zeit des Strahls von 
einem seiner Rander zum anderen zu messen. 

Dieses letztgenannte Me/3verf ahren ist auf Objekte, 
deren Abmessung geringer ist als die Abtast amplitude 
des Strahls, und andererseits dadurch beschrankt, da/3 
das Erfassen von Objekten aufgrund der Gr6/3e des ab- 
tastenden Strahls eine gewisse Ungenauigkeit beinhal- 
tet . 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 
Verfahren zur Positionierung eines Objekts in bezug zu 
einer Ebene durch das Abtasten mit einem Lichtstrahl 
zu schaffen, das es ermoglicht, eine Positionierungs- 
genauigkeit zu erzielen, die wesentlich geringer ist 
als der Durchmesser des Abtaststrahls . 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, die Messung 
der Lange eines Objekts zwischen zwei Schultern zu 
ermoglichen, ohne durch die Abtastamplitude des Licht- 
strahls beschrMnkt zu sein. 

Zu diesem Zweck ist das erf indungsgema/3e Verfahren zur 
Positionierung eines Objekts in bezug zu einer Ebene 
von dem Typ, bei dem die Ebene von einem Lichtstrahl 
zwischen einer Quelleneinheit und einer Detektorein- 
heit abgetastet wird, das Objekt ungefahr senkrecht zu 
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der Ebene bewegt wird, das erhaltene Signal als Funk- 
tion der Zeit gemessen wird, und die Bewegung des Ob- 
jekts angehalten wird, wenn das empfangene Signal eine 
bestimmte Form aufweist. 

Zur Vereinfachung ist hierin als die von dem Licht- 
strahl abgetastete -Ebene- die von dessen Achse abge- 
tastete Ebene bezeichnet. 

Erfindungsgema/i weist das Objekt eine Schulter auf und 
die gesuchte Form des erapfangenen Signals entspricht 
der Position, in der die Schulter wahrend eines Teils 
der Abtastung durch den Lichtstrahl einen vorbestimm- 
ten festen Teil des Lichtstrahls blockiert. 

Nach einem anderen Aspekt betrifft die Erfindung ein 
Verfahren zur Messung der zwischen zwei Schultern vor- 
handenen Lange eines Objekts, bei dem die erste Schul- 
ter in bezug auf eine Ebene positioniert wird, das 
Objekt senkrecht zur Ebene verschoben wird, bis die 
zweite Schulter in bezug zur Ebene positioniert ist, 
und die Lange der Verschiebung des Objekts, die gleich 
der gesuchten Lange ist, gemessen wird. Die aufeinan- 
derfolgenden Positionierungen der Schultern erfolgen 
gema/3 dem zuvor genannten Verfahren. 

Die Erfindung betrifft ebenfalls eine vorrichtung zur 
Durchfuhrung des Verfahrens der Erfindung, bei der 
eine Lichtquelle einen parallelen Strahl erzeugt, eine 
Einrichtung zur Winkelablenkung des Strahls im Brenn- 
punkt eines optischen Systems angeordnet ist und die 
Abtastung mit dem Strahl parallel zu diesem selbst 
bewirkt, ein Rezeptor im Brennpunkt eines optischen 
Systems angeordnet ist und ein von der empfangenen 
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Lichtstarke abhangiges Signal ausgibt, elektronische 
Einrichtungen zur Verarbeitung des von dem Rezeptor 
ausgegebenen Signals in bezug auf die Zeit vorgesehen 
sind, und eine Stiitze zur Aufnahme des Objekts und zum 
Ermoglichen seiner Verschiebung senkrecht zur Abtast- 
ebene des Strahls vorgesehen ist. 

Im folgenden wird die Erfindung unter Bezugnahme auf 
die Zeichnungen im Einzelnen beschrieben, wobei diese 
zeigen: 

Figur 1 - eine Vorderansicht der gesamten Vorrichtung. 

Figur 2 - eine Draufsicht auf die gesamte Vorrichtung. 

Figur 3 - eine Darstellung des erhaltenen Signals und 
seiner Ableitung, wenn sich die Schulter des Objekts 
in der Nahe der von dem Lichtstrahl abgetasteten Ebene 
befindet, 

Figur 4 - eine Darstellung verschiedener Arten der aus 
ihren Ableitungen erhaltenen Signale als Funktion der 
Position der Schulter in bezug zur abgetasteten Ebene. 

Figur 5 - eine Darstellung verschiedener Formen der 
erhaltenen Signalableitungen als Funktion der Wichtig- 
keit der Schulter. 

Figur 6 - eine Darstellung eine der moglichen Arten 
der Verarbeitung des erhaltenen Signals. 

Die Figuren 1 und 2 sind eine allgemeine Ansicht der 
Mepvorrichtung. Das Objekt 1 besteht aus zwei jewei- 
ligen Teilen 2 und 3, die durch eine Schulter 4 ge- 
trennt sind. 



in der Praxis ist das Objekt 1 oft rotationssymmet- 
risch, kann jedoch jede andere Form aufweisen, vor 
ausgesetzt, dap es ein in folgenden noch zu prazisie- 
rendes Element aufweist, das die Funktionen der Schul- 
ter 4 erfullen kann. 

Eine Lichtquelle 5, zum Beispiel eine Laserquelle, 
erzeugt einen parallelen Lichtstrahl 6. Dieser Strahl 
erreicht ein Ablenkorgan 7, das in vorderen Objektiv- 
brennpunkt 10 eines optischen Systems 8- angeordnet 
ist. Das Ablenkorgan 7 ist zum Beispiel ein um eine 
Achse 9 beweglicher Spiegel. Wird das Ablenkungsorgan 
7 bewegt, tastet der Lichtstrahl eine Ebene ab, die 
der in Figur 1 dargestellten entspricht und die in 
Gegensatz dazu in Figur 2 in Schnitt dargestellt ist. 
Da der Brennpunkt 10 des optischen Systems 8 mit dem 
Einfallspunkt des Lichtstrahls 6 auf das bewegliche 
Ablenkungsorgan 7 zusammenf Silt , erfolgt die Abtastung 
durch den Lichtstrahl 6 nach dem optischen System 8 
parallel zu diesem selbst. Ein Rezeptor 11 ist in hin- 
teren Objekt ivbrennpunkt 12 des optischen Systems 13 
angebracht, dessen optische Achse im wesent lichen mit 
derjenigen des optischen Systems 8 zusammenf allt. So- 
mit wird der Lichtstrahl 6' ungeachtet seiner Position 
von dem Rezeptor 11 empfangen, vorausgesetzt , dap er 
nicht blockiert wurde. Elektronische Einrichtungen 14 
erlauben die Verarbeitung des Signals und die Gewin- 
nung des gesuchten Mepwerts. Das Objekt 1 ist von ei- 
ner Stutze gestiitzt, die seine senkrechte Verschiebung 
in bezug zur Abtastebene des Strahls errooglicht. Wah- 
rend einer Mepabtastung durch den Strahl 6' steht das 
Objekt fest. Es ist in Figur 2 in drei aufeinanderf ol- 
genden Positionen A, B, C entsprechend seiner Vor- 
wartsbewegung dargestellt. 
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In den beiden extremen Situationen A und C trifft der 
Lichtstrahl 6' wahrend der Abtastung zunachst auf kein 
Hindernis, so da/3 der Rezeptor 11 ein Signal mit maxi- 
maler Amplitude an die elektronischen Einrichtungen 14 
liefert, sodann trifft er bei 2A und 3C jeweils auf 
die Kante, des Objekts, welcher ein Blockieren des 
Strahls 6' und somit das Liefern eines Minimum-Signals 
durch den Rezeptor 11 bewirkt, bevor er am Ende der 
Blockade wieder erscheint. Da die Abtastgeschwindig- 
keit des Strahls 6' konstant ist, ist die Zeit der 
Blockade, die der Zeitspanne entspricht, wahrend der 
der Rezeptor 11 ein Minimum- Signal ausgibt, propor- 
tional zur Abmessung des Objekts in der Abtastebene 
und parallel zur Abtastrichtung (das hei/3t, im wesent- 
lichen senkrecht zur Strahlrichtung) . Die Messung die- 
ser Zeit der Blockade ermoglicht es, die Abmessung des 
Objekts im Sinne des vorangegangen in bekannter Weise 
zu messen. 

Im folgenden wird die Situation im Detail beschrieben, 
in der das Objekt 1 in der Position IB befindlich ist, 
in welcher der Strahl 6' wahrend der Abtastung teil- 
weise von der Schulter 4B blockiert ist. 

In der Figur 3 ist diese Situation im Detail darge- 
stellt: in A sind das Objekt 1 und der Lichtstrahl 6 r , 
in B das von dem Rezeptor 11 ausgegebene Signal 15 und 
in C dessen Ableitung dargestellt. 

Bei der Abtastung durch den Strahl 6' auf der Hohe der 
Schulter 4, ausgehend von dem oben genannten Beispiel 
der Darstellung von Figur 1, ist das Signal zunachst 
auf seinem Pegel 16 maximal, danach ist er auf der 
Hohe der Schulter 3, wie in A dargestellt, teilweise 
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blockiert und liefert ein Signal nit mittlerem Pegel 
18, wonach er auf der Hohe des Teils 2 des Objekts 
vollstandig blockiert ist und das gelieferte Signal 
das Minimum-Signal 17 ist. Anschlie/3end wird im unte- 
ren Teil des Objekts die umgekehrte Situation repro- 
duziert, der Lichtstrahl 6' ist, sobald er nicht mehr 
den Teil 2 des Objekts, sondern nur noch die Schulter 
in der Hohe des Teils 3 quert, teilweise blockiert und 
liefert somit ein Signal mit mittlerem Pegel 18 und 
danach, wenn er nicht langer von dem Gegenstand blok- 
kiert ist, ein Signal mit Maximalwert 16. 

Die Ableitung dieses Signals B ist in herkSmmlicher 
Weise in C dargestellt. Sie besteht aus zwei negativen 
DIRAC-Peaks 19 und 20 und zwei positiven Peaks 21 und 
22. 

Figur 4 zeigt Elemente, die zu denen der Figur 3 ana- 
log sind, in verschiedenen Graden I, II/ III der Vor- 
wartsbewegung des Objekts 1 in bezug auf die von dem 
Lichtstrahl 6' im Moment der Abtastung abgetastete 
Ebene. In diesen verschiedenen Situationen sind der 
Maximum- 16 und der Minimum-Pegel 17 unverandert, der 
Mittelpegel 18 ist im Gegensatz dazu jedoch eine Funk- 
tion der Position des Objekts 1. 

Die Gleichheit der in der Ableitung vorhandenen Peaks 
19 und 20 ermQglicht es, die Position des Objekts in 
bezug zur Abtastebene prazise zu bestimmen und eine 
gute Reproduzierbarkeit derselben zu erreichen. 

Zum Beispiel konnte eine Genauigkeit von 2 pm auf die 
position des Objekts 1 erhalten werden, wenn der 
Lichtstrahl ein Laserstrahl mit einem Durchmesser von 
0,1 mm war . 
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Die Peaks 19, 20 werden aus der Ableitung gewonnen, 
wenn das Signal selbst keine klaren Pegelunterbrechun- 
gen aufweist. Die Schulter, auf die in diesem Text 
Bezug genommen wird, besteht aus einem beliebigen, an 
dem Objekt 1 angebrachten Mittel, das es ermoglicht, 
diese Art der Unterbrechung bei der Abtastung durch 
den Strahl 6' zu bewirken. So kann es sich bei einem 
Rotations stiick urn eine abrupt e Veranderung des Durch- 
messers handeln, jedoch la/3t sich ein analoges Ergeb- 
nis auch durch eine Vielzahl anderer Mittel erzielen, 
sei es durch die Form des Objekts selbst oder durch 
ein an dem Objekt selbst angebrachtes Teil. Diese Mit- 
tel bewirken eine fur eine gegebene Abtastung konstan- 
te und mit der Position des Gegenstands variable teil- 
weise Blockade des Lichtstrahls 6'. Die ubergange wah- 
rend einer Abtastung von der vollstandigen Transmis- 
sion (Nichtvorhandensein einer Blockade) zur teilwei- 
sen Blockade bis zur vollstandigen Blockade mlissen 
gleichma/3ig sein. 

Die Gleichheit der Amplitude der beiden Peaks 19, 20 
der Ableitung des Signals entspricht der Position, in 
der die Schulter 4 des Objekts sich im wesent lichen in 
der Mitte des Lichtstrahls 6' befindet, da in diesem 
Fall die mittlere Amplitude 18 des Signals sich im 
gleichen Abstand von der minimalen Amplitude 17 und 
der maximalen Amplitude 16 befindet. Es ist ersicht- 
lich, da/3, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen, 
ein anderes Verhaltnis als das der Gleichheit zwischen 
der Amplitude der beiden Peaks 19, 20 gewahlt werden 
kann, vorausgesetzt , da/3 es konstant ist und signifi- 
kant bleibt. Sobald das von 1 verschiedene VerhSltnis 
erreicht ist, befindet sich die Schulter 4 in einer 
Bezugsebene, die geringfugig gegenuber der von der 
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Achse des Lichtstrahls 6' abgetasteten Ebene versetzt 
ist . 

Es konnen Situationen auftreten, in denen die Schulter 
4 des Gegenstands 1 eine geringe Gr6/3e aufweist und 
sie insbesondere geringer als der Durchmesser des 
Lichtstrahls 6' sein kann. Die Ableitung des Signals 
weist dann die in der Figur in B oder C dargestellte 
Form auf, das heijSt, eine durch die Annaherung der 
beiden Peaks 16, 17, deren Basen zusammenf alien, 
gebildete Form. Diese Bedingungen erlauben ebenfalls 
eine zuf riedenstellende Positionierung des Objekts 1. 

Ungeachtet der Grope der Schulter im Verhaltnis zum 
Durchmesser des Lichtstrahls und damit zur Form des 
Signals, ist die Position, in der sich die Schulter 
Objekts in der Abtastebene des Strahls befindet, in 
derjenigen Position, in der das Maximum der Ableitung 
des Signals vahrend einer Abtastung das im Vergleich 
zu den wahrend anderer Abtastungen erhaltenen Maxima 
schwachste ist. Dieses Erkennen des relativen Minimums 
des Maximums der Ableitung des Signals ermSglicht es 
daher unter alien Bedingungen eine prazise und zuver- 
lassige positionierung des Objekts 1 zu gewahrleisten. 

Das zur Erzielung der Positionierung des Objekts 
durchgefUhrte Verfahren ermoglicht, wie zuvor bereits 
dargelegt, auf einfache Weise die Messung der Abmes- 
sung des Teils senkrecht zur Richtung des Lichtstrahls 
und in der Abtastebene desselben durchzuf uhren . Diese 
Art der Messung an verschiedenen HShen des Teils kann 
somit leicht gleichzeitig mit der Positionierung des 
Teils erfolgen. 
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Die Erfindung betrifft gleicherma/3en ein Verfahren zum 
Messen der zwischen zwei Schultern 4 befindlichen Lan- 
ge eines Objekts. Nach diesem Verfahren wird eine er- 
ste Schulter 4 des Objekts in bezug zu dem Me/3-Licht- 
strahl gema/3 dem zuvor beschriebenen Positionierungs- 
verfahren angeordnet, danach wird eine Vorwartsbewe- 
gung der das Objekt 1 tragenden Stutze in der zur Ab- 
tastebene des Strahls 6' senkrechten Richtung bewirkt, 
bis die Positionierung einer zweiten Schulter in bezug 
zur Abtastebene des Strahls erreicht ist. Die durch 
beliebige Einrichtungen, zum Beispiel in bezug zu ei- 
ner Referenzskala, gemessene Vorschubstrecke der StUt- 
ze liefert den Abstand zwischen den beiden Schultern 
mit einer Genauigkeit", die sich aus der fur die Posi- 
tionierung einer Schulter erhaltenen Genauigkeit er- 
gibt . 

Die von den elektronischen Einrichtungen zur Verarbei- 
tung des von dem Photodetektor gelieferten Signals 
durchgefUhrten Funktionen sind vorzugsweise die in. der 
Figur 6 dargestellten: Die Ableitung 23 des Signals 
wird von einem Spitzenwertdetektor 24 analysiert, der 
bei jeder Abtastung einen Maximalwert der Ableitung 23 
an einen Signalabtaster 26. Ein Analog/Digital-wandler 
27 Ubertragt sodann seine Werte an den Rechner 28, der 
die verschiebungen der Stutze des Objekts 1 steuert. 
Der Beginn und das Ende jeder Abtastung durch den 
Lichtstrahl 6' werden in Form eines Signals 25 erkannt 
und gewShrleisten die Wiederholung des vorgangs durch 
die Aktivierung des Spitzenwertdetektors 24 und das 
RUcksetzen des Signalabtasters 26 auf Null. 

Der Rechner speichert den Wert des Maximums der Ab- 
leitung fur jede Abtastung. Er steuert die Stutze des 
Objekts 1, bis dieser Wert minimiert ist. 



Gema£ einem alternativen Ausf uhrungsbeispiel ist es 
ebenfalls moglich, vorzusehen, da/3 der Rechner 28 di- 
rekt das von dem photo-elektrischen Rezeptor 11 gelie- 
ferte Signal und nicht dessen Ableitung auswertet, Er 
steuert daher die Stiitze des Objekts 1 derart, da/3 der 
Wert des mittleren Signals 18 dem Mittelwert zwischen 
dem Minimum-Signal 17 und dem Maximum-Signal 16 so 
nahe wie moglich ist. Zu diesem Zweck verwendet der 
Signalabtaster 26 Signalwerte die beiderseits jedes 
der Peaks der Ableitung des Signals gemessen werden. 

Somit sind die von dem Rechner 28 bei jeder Abtastung 
ausgewerteten Werte, diejenigen, die auf beiden Seiten 
der von dem zu diesem Zweck vorgesehenen Detektor 24 
erkannten Peaks erhalten wurden. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Positionierung eines Objekts (1) in 
bezug auf eine Ebene, bei dem 

- die Ebene durch die Achse eines Lichtstrahls zwi- 
schen einer Quelleneinheit und einer Detektoreinheit 
abgetastet wird; 

- das Objekt ungefahr senkrecht zur Ebene bewegt wird; 

- das empfangene Signal als Funktion der Zeit gemessen 
wird; 

- die Bewegung des Objekts angehalten wird, wenn das 
empfangene Signal eine bestimmte Form aufweist, 

dadurch gekennzeichnet , da/3 

die gesuchte bestimmte Form des empfangenen Signals 
der Position entspricht, in der eine Schulter (4) des 
Objekts einen vorbestimmten festen Anteil des Licht- 
strahls wahrend eines Teils des Abtastens mit dem 
Lichtstrahl blockiert. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
da/3 die Suche nach der bestimmten Form durch die Ab- 
leitung des Signals in bezug auf die Zeit erfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
da/3 die zeitbezogene Ableitung des Signals zwei Peaks 
aufweist, wobei ein vorgegebenes Verhaltnis zwischen 
den Amplituden der beiden Peaks die gesuchte bestimmte 
Form definiert. 
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4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , 
da/3 das gesuchte Verhaltnis die Gleichheit der Ampli- 
tuden ist. 

5. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
da/3 die gesuchte Form der relative Minimalwert des 
Maximums der Ableitung wahrend einer Abtastung ist. 

6. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
da/3 die Ableitung des Signals zwischen zwei Maxima ein 
relatives Minimum aufweist, wobei das Minimum die ge- 
suchte bestimmte Form definiert. 

7. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
da/3 die gesuchte bestimmte Form des empfangenen Sig- 
nals das Vorhandensein eines mittleren Pegels auf dem 
Signal selbst ist, wobei der mittlere Pegel den glei- 
chen Abstand zum Maximalpegel des Signals, der erhal- 
ten wird, wenn er nicht durch das Objekt blockiert 
ist, und zum Minimalpegel aufweist, der erhalten wird, 
wenn er vollstandig von dem Objekt blockiert ist. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
da/3 beim Abtasten mit dem Strahl jede &nderung des 
Signalpegels durch das Vorhandensein eines Peaks durch 
seine Ableitung angezeigt wird, wobei die Messung des 
Pegels gleicherma/3en fur jeden der Peaks erfolgt. 

9. Verfahren zum Positionieren nach einem der Anspru- 
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, da/3 der Licht- 
strahl wahrend des Abtastens zu sich selbst parallel 
verschoben wird. 
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10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , 
da/3 das empfangene Signal zur Messung der Abmessung 
des Objekts in der Richtung der Abtastebene senkrecht 
zur Bewegungsrichtung des Strahls verwendet wird. 

11. Verfahren zur Messung der zwischen zwei Schultern 
vorhandenen Lange eines Objekts, bei dem die erste 
Schulter in bezug auf eine Ebene positioniert wird, 
das Objekt senkrecht zu der Ebene verschoben wird, bis 
die zweite Schulter in bezug zur Ebene positioniert 
ist, und die Lange der Verschiebung des Objekts, die 
gleich der gesuchten LSnge ist, gemessen wird, dadurch 
gekennzeichnet, da/3 die Positionierung der Schultern 
nach dem Verfahren gema/3 einem der Ansprviche 1 bis 8 
erfolgt. 

12. Vorrichtung zur Durchf tihrung des Verfahrens nach 
einem der Ansprviche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
da/3 sie aufweist: 

- eine Lichtquelle (5), die einen parallelen Strahl 
(6) erzeugt, 

eine Einrichtung (7) zur Winkelablenkung des 
Strahls, die im Brennpunkt eines optischen Systems (8) 
angeordnet ist und die die Abtastung mit dem Strahl 
(6') parallel zu diesem selbst bewirkt, 

- ein Rezeptor (11), der im Brennpunkt (12) eines opti- 
schen Systems (13) angeordnet ist und ein von der emp- 
fangenen Lichtstarke abhangiges Signal ausgibt, 

- elektronische Einrichtungen (14) zur Verarbeitung 
des von dem Rezeptor ausgegebenen Signals in bezug auf 
die Zeit, 



- eine Sttttze zur Aufnahme des Objekts (1) und zum 
Ermoglichen seiner Verschiebung senkrecht zur Ab- 
tastebene des Strahls. 

13* Vorrichtung nach Anspruch 12 , dadurch gekenn- 
zeichnet, da/3 die Lichtquelle (5) ein Laser ist. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 und 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die elektronischen Einrichtungen 
Einrichtungen zur Digitalisierung des Signals aufwei- 
sen. 

15. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 sie Einrichtungen zusi Mes- 
sen der Verschiebung der Stutze des Objekts (1) auf- 
weist . 
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Abstract not available for DE68902419T 
Abstract of corresponding document: US4994677 
A method of positioning an object relative to a 
plane, and apparatus therefor. According to the 
method, the plane is swept by the axis of a light- 
beam between a source assembly and a 
detection assembly, and the object is translated 
approximately perpendicularly to the plane, the 
detection assembly emitting a signal 
representative of the light received and therefore, 
the position of the object relative to the plane. 
The signal emitted by the detection assembly is 
measured as a function of time, the translation of 
the object being halted when the signal has a 
particular form. The particular form of the signal 
corresponds to the position of the object in which 
the shoulder masks a predetermined fixed part of 
the light-beam during part of its sweep. The 
apparatus comprises the source assembly for 
producing the light-beam, a deflecting member 
for angularly deflecting the light-beam, a first 
optical system for causing the deflected light- 
beam to sweep a plane parallel to the light-beam, 
the detection assembly, a second optical system 
for focusing the deflected light-beam onto the 
detection assembly. An electronic processor 
processes the signal emitted by the detection 
assembly as a function of time. The deflecting 
member is placed at the focus of the first optical 
system and the detection assembly is placed at 
the focus of the second optical system. 
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